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光࢓ࣇイバ 1 本当ࡢࡾࡓ伝送容量拡大ࠊࡵࡓࡢ高密

度コ࢔配置型光࢓ࣇイバ㸦以ୗ MCF㸧ࡢ研究開発ࡀ活

発化࡚ࡋいࠋࡿ本研究࡛ࠊࡣMCF 研究室࡛研ࡢᡃ々࡜

究を進࡚ࡵいࡿ光ࢫイッチ[1]ࡢ࡜接続を目指3ࠊࡋ 次

元導波路࡟よࡿ接続方法を提案࡚ࡋいࡿ㸦図 1㸧3ࠋ 次

元導波路ࠊࡣ࡜平面内ࡔけ࡛࡞く垂直方ྥࡶ࡟配置࡛

複࡟平面ࠊࡋを意味࡜こࡢ導波路ࡿࡍ自由度を有ࡿࡁ

数並ぶ光ࢫイッチࡢ出力端を直接 MCF 配置఩࢔コࡢ

置࡟接続ࡿࡍ技術ࡢこ࡜を指ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍこうࡓࡋ光

接続技術࡛ࡣ光軸合わࡀࡏ課題ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜そࡢ精

度ࡣ 1 μm 以ୗࡀ要求さࠋ[2]ࡿࢀ 

こࢀま࡛ࠊ࡟本研究࡛ࡣ 3 次元導波路ࡢ製造技術࡜

開ࡢ導波路製造装置ࠊ[3]ࡋ注目࡟法ࢺキーࢫモࠊ࡚ࡋ

発を行ࠋࡓࡗ製造装置ࢫࠊࡣテッࣆンࢢモーターࣜ࡜

ーࣜࢡࢫࢻュー࡛構ᡂさࠊࢀ設計ୖࡢ機械分解能ࡣ

0.78 μm  ࠋࡿࢀさ࡜

1 次試作ࡓࡋ導波路端面を観察࡜ࡓࡋこࢁ X 方ྥ࡛ࡣ 26 μm, Z 方ྥ࡛ࡣ 32 μm ࡚ࡌ生ࡀࢀࡎ఩置ࡢ

㸦図ࡓࡗ࠿分ࡀ࡜こࡿあࡀ問題࡟఩置精度ࡢ࢔コࡿࢀ形ᡂさࠊࡾ࠾ 2㸧ࠋ 

そࠊࡵࡓࡢコࡢ࢔఩置ࡢࢀࡎ原因調査を目的ࠊ࡟コ࢔モノマーྤ出࡟用いࣜࢩࡿンࠊࢪ並び࡟ニーࢻ

Xࠊ結果ࡢそࠋࡓࡋ固定方法を改良ࡢࣝ 方ྥࡘ࡟い࡚ࡣ 18 μm ࡢ఩置ࢀࡎప減を実現ࡓࡋ㸦図３㸧ࠋ 

図 3 コ࢔఩置ࡢ変఩量. (a) X 方ྥ (b) Z 方ྥ 
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図 1. 3 次元導波路 

図 2. 1 次試作導波路ࡢ端面図 
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